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(57) Abstract : The invention relates to a station for
measuring gaseous pollution in a transport enclosure of
semiconductor substrates comprising a gas analysis
device for determining the concentration of the gas to
be analysed, said analysis device including: a diluting
unit (3) configured to dilute a flow of gas to be
analysed (Q) according to a dilution coefficient (D),
and an analysis unit (5) communicating with the
diluting unit (3) via a sampling pipe (7) in order to
sample a flow of diluted gas (Qa) by pumping, and
comprising at least one processing means for:
analysing the sampled flow of diluted gas (Qa), and
determining the concentration (C) of the gas flow to be
analysed (Q) according to said analysed flow of diluted
gas (Qa) and the dilution coefficient (D). The invention
further relates to an associated gas analysis method.

(57) Abrégé : L'invention concerne une station de
mesure de la contamination gazeuse d'une enceinte de
transport de substrats semi-conducteurs comportant un
dispositit' d'analyse de gaz pour déterminer la
concentration du gaz a analyser, ledit dispositif
d'analyse comprenant : - une unité de dilution (3)
configurée pour diluer un flux de gaz a analyser (Q)
selon un coetticient de dilution (D), et - une
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unité d'analyse (5) communiquant avec l'unité de dilution (3) via une canalisation de prélévement (7) pour prélever par pompage
un flux de gaz dilué (Qa), et comportant au moins un moyen de traitement pour : * analyser le flux de gaz dilué prélevé (Qa), et *
déterminer la concentration (C) du flux de gaz a analyser (Q) a partir dudit flux de gaz dilué analysé (Qa) et du coetficient de
dilution (D). L'invention concerne encore un procédé d'analyse de gaz associé.
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Dispositif et procédé d'analyse de gaz, et station de mesure associée

La présente invention concerne un dispositif et un procédé d'analyse de gaz.

L'invention concerne encore une station de mesure associée.

Les dispositifs d'analyse de gaz connus prélévent un flux déterminé du gaz a
analyser, par exemple a la sortic d'une enceinte de transport pour le convoyage et le
stockage atmosphérique de substrats semi-conducteurs ou encore a 'entrée ou a la sortie
d'un filtre pour détecter la présence de traces de gaz de l'ordre du « ppb » pour “parts
per billion” en anglais (partie par milliard en frangais).

De maniére connue, un dispositif d'analyse comporte une pompe de prélévement
pour véhiculer un flux de gaz prélevé a une unité d'analyse ou analyseur.

Ces dispositifs d'analyse possédent une gamme d'utilisation et une incertitude
fixées par la technologie d'analyse ainsi que des moyens de calibration utilisés. En
outre, ces dispositifs d'analyse ne fonctionnent correctement que pour des plages
respectives de concentrations du gaz a analyser. Ainsi, chaque dispositif d'analyse
présente une plage d'utilisation optimale en fonction de la nature du gaz a analyser.

Ceci présente l'inconvénient de nécessiter plusicurs dispositifs d'analyse en
fonction des plages de mesure désirées. De cet inconvénient découlent des problémes de
cott et d'encombrement. Cela implique de plus de connaitre trés précisément la plage de
concentration des gaz a analyser afin d'optimiser le choix du dispositif d'analyse.

Par ailleurs, pour une plage de concentrations donnée, les dispositifs d'analyse
peuvent généralement analyser par multiplexage différents flux de gaz par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs vannes multivoies. Par exemple, le dispositif d'analyse
peut réaliser l'analyse d'un premier et d'un second flux de gaz, le premier flux de gaz
¢tant de plus forte concentration que le second.

Cependant, si l'unité d'analyse recoit d'abord le premier flux de gaz de plus forte
concentration, l'unité d'analyse et la pompe de prélévement peuvent étre polluées, par
exemple & cause de colmatage dans la pompe ou du dégazage de composcs accumulés

dans la pompe qui viennent polluer le flux de gaz a analyser. Cette pollution peut
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engendrer une diminution de la qualité de l'analyse.
De plus, un temps de réponse relativement long peut étre nécessaire pour

¢liminer les gaz résiduels avant de réaliser 'analyse du deuxie¢me flux de gaz.

L'invention a donc pour but de proposer un dispositif d'analyse de gaz aux
performances optimisées avec une plage d'utilisation étendue, un temps de réponse
diminué, et dont les problémes de pollution diis aux analyses de gaz de différentes

plages de concentration sont réduits.

A cet effet, l'invention a pour objet une station de mesure de la contamination
gazeuse d'une enceinte de transport de substrats semi-conducteurs comportant un
dispositif d'analyse de gaz pour déterminer la concentration du gaz a analyser, ledit
dispositif d'analyse comprenant :

- une unit¢ de dilution configurée pour diluer un flux de gaz a analyser selon un
cocfficient de dilution, et

- une unité d'analyse communiquant avec l'unité de dilution via une canalisation de
prélévement pour prélever par pompage un flux de gaz dilué, et comportant au
moins un moyen de traitement pour :
o analyser le flux de gaz dilué préleve, et
o dé¢terminer la concentration du flux de gaz a analyser a partir dudit flux de gaz

dilu¢ analysé¢ et du coefficient de dilution.

En faisant varier la dilution du flux de gaz a analyser, on maintient au niveau de
I'unit¢ d'analyse un flux constant et des concentrations relativement faibles, ce qui
permet d'utiliser une méme unité d'analyse pour plusicurs gaz de plages de
concentrations différentes.

De plus, on constate une amélioration du temps de réponse de l'unité, puisqu'un
moindre temps d'attente est nécessaire pour ¢liminer le gaz résiduel dans la canalisation
de prélévement par rapport a un dispositif analysant un flux de gaz pur non dilué.

Un tel dispositif d'analyse permet en outre de réduire les risques de
contamination de 'unité d'analyse et de la canalisation de prélévement car les flux de

gaz les traversant sont toujours dilués.
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La station de mesure de la contamination gazeuse d'une enceinte de transport de

substrats semi-conducteurs comporte un quipeut en outre comporter une ou plusicurs

caractéristiques suivantes, prises s€parément ou en combinaison :

'unit¢ d'analyse comporte un analyseur de gaz qui mesure des concentrations de

l'ordre du ppb, pour “parts per billion” en anglais, partie par milliard en frangais,

l'unit¢ de dilution est montée en dérivation par rapport a ladite canalisation,

l'unité¢ de dilution comporte une pluralit¢ de voies de dilution montées en dérivation

par rapport a ladite canalisation, chaque voic de dilution étant respectivement

associée a un coefficient de dilution,

chaque voie de dilution présente :

e un moyen d'injection d'un flux de gaz neutre dans ladite canalisation pour diluer
ledit flux de gaz a analyser, et

e un moyen de pompage d'un flux de gaz dilu¢ pour l'extraire de ladite
canalisation, de maniére a maintenir un flux constant dans ladite canalisation,

chaque voie de dilution est respectivement associée a la dilution d'un flux de gaz a

analyser,

au moins deux voies de dilution sont associées pour la dilution d'un flux de gaz a

analyser,

ledit dispositif d'analyse est configuré pour analyser d'une part un flux de gaz en

entrée d'un filtre et d'autre part un flux de gaz en sortie du filtre.

L'invention concerne encore un procédé d'analyse de gaz pour déterminer la

concentration du gaz a analyser comprenant les étapes suivantes :

on détermine un coefficient de dilution,

on injecte un flux de gaz neutre prédéterminé et on pompe un flux de gaz dilué, de
mani¢re a diluer un flux de gaz a analyser,

on préleve par pompage un flux de gaz dilug,

on analyse le flux de gaz dilué prélevé,

on détermine la concentration du flux de gaz a analyser a partir dudit flux de gaz
dilu¢ analys¢ et du coefficient de dilution.

Ledit procédé d'analyse peut comprendre une étape préliminaire dans laquelle on
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détermine le coefficient de dilution en fonction de la valeur de concentration maximale

de la plage de concentrations du gaz a analyser.

D'autres caractéristiques et avantages de I'invention ressortiront de la description
suivante, donnée a titre d'exemple, sans caractére limitatif, en regard des dessins
annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente un dispositif d'analyse de gaz selon un premier mode de
réalisation,

- la figure 2 représente un dispositif d'analyse de gaz selon un deuxiéme mode de
réalisation,

- la figure 3 représente un dispositif d'analyse de gaz selon un troisiéme mode de
réalisation, et

- la figure 4 illustre les différentes étapes d'un procédé d'analyse de gaz.

Sur ces figures, les ¢léments sensiblement identiques portent les mémes
références.

La figure 1 représente un dispositif d'analyse de gaz 1 pour déterminer la
concentration du gaz a analyser, par exemple du gaz ammoniaque ayant une
concentration de 'ordre de 5000 ppb. Plus précisément, dans un mélange gazeux, un tel
dispositif d'analyse 1 peut déterminer la concentration en un gaz donné a partir d'un flux
de gaz Q, méme en de faibles proportions. La valeur du flux de gaz Q est vérifi¢ par la
relation (1).

(1) Q=S*P, (avec Q=flux de gaz, S=vitesse de pompage, P=pression)

A titre d'exemple, le dispositif d'analyse 1 comporte une unité d'analyse 5 ayant
une plage d'utilisation de 0 a 50 ppb. L'analyse du gaz ammoniaque par exemple
nécessite donc de diluer d'au moins cent fois le gaz.

Pour cela, le dispositif d'analyse 1 comporte une unité¢ de dilution 3 du flux de
gaz a analyser Q selon un coefficient de dilution D communiquant avec 1'unité d'analyse
5 via une canalisation de prélévement 7.

Pour prélever un flux de gaz dilu¢ pour analyse Qa, on prévoit une pompe non

représentée, qui peut étre soit relice a la canalisation 7, intégrée a l'unité d'analyse 5 ou
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encore disposée en amont ou aval de I'unit¢ d'analyse 5. Le flux de gaz dilué¢ prélevé
pour analyse Qa est imposé par 1'unité d'analyse 5.
L'unité d'analyse 5 comporte au moins un moyen de traitement pour :
- analyser le flux de gaz dilué prélevé Qa, et
- déterminer la concentration du flux de gaz a analyser Q a partir du flux de gaz dilué¢
analys¢ Qa et du coefficient de dilution D.

Par exemple, l'unit¢ d'analyse 5 comporte un analyseur de gaz (non représenté)
pour mesurer la concentration Cm (figure 4) du flux de gaz dilué prélevé Qa.

Pour réaliser une analyse en temps réel, c'est-a-dire dans un laps de temps trés
court et de mani¢re suffisamment sensible pour détecter de trés faibles niveaux de
contamination gazeuse a I'état de trace (de I'ordre du ppb), une possibilité est d'utiliser
un analyseur de gaz dans lequel on mesure la mobilité des ions par exemple selon le
principe de l'instrumentation IMS (« Ion Mobility Spectrometer » en anglais) ou selon la
technologie IAMS (« lon Attachment Mass Spectrometer » en anglais).

En outre, I'unité d'analyse 5 comporte un moyen de calcul (non représenté) de la
concentration C du flux de gaz a analyser Q en multipliant la concentration mesurée Cm
du flux de gaz dilué prélevé Qa par le coefficient de dilution D.

Ce coefficient de dilution D est déterminé de sorte que le flux de gaz dilué
prélevé Qa analysé par l'unité d'analyse 5 corresponde a la plage d'utilisation de l'unité
d'analyse 5. Pour cela, on détermine la valeur de concentration maximale de la plage de
concentration du gaz a analyser que I'on peut avoir et on fixe le coefficient de dilution D
en fonction de cette valeur.

On comprend donc que le coefficient de dilution D peut étre adapté pour chaque
plage de concentration du gaz a analyser. Ainsi, pour plusieurs gaz a analyser avec des
plages de concentrations différentes, la dilution varie de maniére & ce qu'une seule et
méme unité d'analyse puisse étre utilisée.

De plus, dans la pompe de I'unité d'analyse 5 et dans 'unité d'analyse 5 passent
uniquement des flux de gaz dilués, ce qui réduit le risque d'altérer la qualité de mesure
de l'unit¢ d'analyse. La dilution permet en outre d'éviter une contamination critique de

I'unité d'analyse 5 car on maintient des valeurs de concentrations relativement faibles
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dans cette unité d'analyse 5.

En se référant aux figures 1 a 3, l'unité de dilution 3 peut présenter une ou
plusieurs voies de dilution 9 montées en dérivation par rapport a la canalisation 7. Ces
voies de dilution 9 sont encadrées en pointillés sur les figures 1 a 3.

Dans l'exemple illustré sur la figure 1, l'unité de dilution 3 comporte une seule
voie de dilution 9. Cette voie de dilution 9 comporte deux branches en dérivation par
rapport a la canalisation 7.

La premicre branche présente un moyen d'injection 11 d'un flux de gaz neutre Q1
dans la canalisation 7 pour diluer le flux de gaz a analyser Q. On entend ici par « gaz
neutre » un gaz inerte tel que de 'azote. La valeur du flux de gaz neutre injecté Qi est
limitée par le flux disponible de l'installation ou le dispositif est mis en place. On choisit
la valeur du flux de gaz neutre Qi judicicusement la plus grande possible en prenant en
compte le colit d’exploitation et la taille de I'installation. Par ailleurs, si on injecte trop
de flux proche de I’analyseur on perturbe 'analyseur.

La deuxi¢me branche présente un moyen de pompage 13 qui permet d'aspirer le
flux de gaz a analyser Q dans la canalisation 7. La valeur du flux de gaz a analyser Q est
déduite a partir du coefficient de dilution D et du flux de gaz neutre Qi selon la relation
(2).

Q1

O=—=
< {(D-1)

)

Le moyen de pompage 13 permet d'autre part d'extraire un flux de gaz dilu¢ Qp
de la canalisation 7, de maniére a maintenir un flux constant dans la canalisation 7.

Le flux de gaz dilu¢ pompé Qp est alors calculé a I'aide de la relation (3).

(3)Q=-(Qi+Qp +Qa)

A titre d'exemple, pour un flux de gaz neutre injecté Qi de 4.5 slm
(slm="Standard Liter per Minute” en anglais, soit le débit en L.min™; 1 slm = 1.6883
Pam’.s™), pour un flux de gaz dilué pompé Qp de -4.5 slm et pour un flux de gaz
préleve pour analyse Qa de 0.5 slm, le flux de gaz a analyser Q est égal a 0.5 slm selon
la relation (3).

Le coefficient de dilution D est quant a lui ¢gal a 10 selon la relation (2).
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Le dispositif d'analyse 1 peut en outre comporter des débitmétres 15 permettant
de réguler respectivement le flux de gaz neutre injecté Qi, le flux de gaz dilué pompé
Qp, et le flux de gaz dilué prélevé pour analyse Qa.

On peut prévoir un pilotage automatique de ces débitmétres 15 par des moyens
de controle (non représentés) pour controler et faire varier ces différents flux.

En variante, ces flux peuvent étre détermings par des micro-fuites.

La figure 2 illustre un deuxi¢me mode de réalisation dans lequel l'unité de
dilution 3 comporte une premiére voie de dilution 9a sur une premiére branche la du
dispositif d'analyse 1, et une seconde voie de dilution 9b sur une seconde branche 1b du
dispositif d'analyse 1, les deux voies de dilution 9a et 9b étant montées en dérivation
par rapport a la canalisation 7.

Comme on le remarque sur la figure 2, les deux branches la et 1b sont montées
en paralléle, partent d'un point A commun pour l'introduction du flux de gaz a analyser
Q1 ou Q2, et se rejoignent en un point B commun a I'entrée de 1'unité¢ d'analyse 5.

A cet effet, le dispositif d'analyse 1 comporte :

- des premiéres vannes multivoies 17a pour orienter le flux de gaz a analyser Q1 ou
Q2 dans la branche correspondante selon l'analyse a effectuer, et

- des secondes vannes multivoies 17b pour permettre de prélever le flux de gaz dilué¢ a
analyser Qal ou Qa2 de la premiére 1a ou de la seconde 1b branche, selon I'analyse
a effectuer.

Chaque voie de dilution 9a,9b peut étre respectivement configurée pour diluer un
flux de gaz a analyser associ¢ selon un premier D1 et un deuxiéme D2 coefficients de
dilution associés. Dans ce cas, pour chaque gaz a analyser, on utilise la voie de dilution
associ¢e 9a ou 9b et on utilise la méme unité d'analyse 5. Pour déterminer la
concentration du flux de gaz a analyser Q, on prend alors en compte le coefficient de
dilution D1 ou D2 associ¢ a la voie de dilution 9a ou 9b utilisée.

A titre d'exemple, 'unité d'analyse 5 impose un flux dilué a analyser Qa=0.3 slm.

Lorsqu'on associe la premiére voie de dilution 9a a une premicre plage de
concentration de gaz a analyser, on détermine un premier coefficient de dilution D1 a

partir de la concentration maximale de cette plage de concentration, par exemple
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D1=10.

Pour la dilution, le flux de gaz neutre a injecter Qil est imposé, par exemple
Qil1=2.7 slm.

On déduit a partir du premier coefficient de dilution D1 et du flux de gaz neutre
Qil (relation (2)), la valeur du flux Q1, dans cet exemple Q1=0.3 slm.

Puis on calcule (relation (3)), la valeur du flux dilué¢ a pomper Qp1 pour diluer le
flux de gaz Q1, dans cet exemple Qp1=-2.7 sIm.

Une fois le flux de gaz dilué prélevé Qal analysé, on détermine la concentration
du flux de gaz a analyser Q1 a partir du premier coefficient de dilution D1.

De méme, lorsque la deuxiéme voie de dilution 9b est associ¢e a une deuxi¢me
plage de concentration, on détermine un deuxiéme coefficient de dilution D2 a partir de
la concentration maximale de cette plage de concentration, par exemple D2=20.

Pour la dilution, le flux de gaz neutre a injecter Qi2 est imposé, par exemple
Qi2=5.4 slm.

On déduit a partir du deuxi¢me coefficient de dilution D2 et du flux de gaz
neutre Qi2 (relation (2)), la valeur du flux Q2, dans cet exemple Q2=0.3 slm.

Puis on calcule (relation (3)), la valeur du flux dilué¢ a pomper Qp2 pour diluer le
flux de gaz Q2, dans cet exemple Qp2=-5.4 slm.

Une fois le flux de gaz dilué prélevé Qa2 analysé, on détermine la concentration
du flux de gaz a analyser Q2 a partir du deuxiéme coefficient de dilution D2.

En variante, on peut prévoir que pour chaque gaz a analyser, plus précisément
pour chaque plage de concentration, on associe une ou plusieurs voies de dilution.

Selon un troisiéme mode de réalisation illustré sur la figure 3, on peut associer
I'ensemble des voies de dilution en dérivation par rapport a la canalisation 7, par
exemple la premicre 9a et la deuxiéme 9b voies de dilution, pour une plage de
concentration de gaz donnée. Dans ce cas, les voies de dilutions sont montées en série
sur une méme branche, ici la branche 1b, du dispositif d'analyse 1.

En outre, le dispositif d'analyse 1 comporte une branche de contournement la
sans voies de dilution pour la circulation du flux de gaz a analyser Q lorsque ce dernier

ne doit pas étre dilué.
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Par exemple, si la plage de concentration du gaz n’est pas connue, on associe dés
le départ les deux voies de dilution 9a et 9b, et si la concentration Cm du flux de gaz
dilué prélevé Qa ne peut pas étre déterminée car elle est trop faible, le flux de gaz Q est
alors orient¢ sur la branche de contournement ne comportant pas de voie de dilution.

Dans ce cas, les premicres vannes 17a permettent de distribuer le flux de gaz Q
ou Q' dans la branche correspondante la ou 1b, et les secondes vannes 17b permettent
de prélever le flux Q' ou le flux dilué Qa pour analyse.

Lorsque plusieurs voies de dilution sont utilisées en série, on détermine un
coefficient de dilution global D égal au produit des coefficients de dilution de chaque

voie de dilution utilisée, selon la relation (3).

D=|] D
“4) :

Par exemple, on peut prévoir que pour une troisi¢éme plage de concentration de
gaz a analyser, on associe les deux voies de dilution 9a et 9b pour diluer le flux de gaz a
analyser Q. Dans ce cas, sclon la relation (4), le coefficient global de dilution D est le
produit des premier D1 et deuxiéme D2 coefficients de dilution.

De plus, selon ce troisiéme mode de réalisation les différents coefficients de
dilution sont égaux (relation 5).

(5) Di= Dj (pour tout 1,j)

Par conséquent, on peut déterminer la valeur d'un coefficient de dilution Di a
partir du coefficient de dilution global D, selon la relation (6).

(6) Di="\D (n = nombre de voies de dilution)

Ainsi selon les relations (5) et (6), dans l'exemple illustré¢ sur la figure 3,
D1=D2=\D.

Un tel dispositif d'analyse peut donc étre configuré pour analyser d'une part un
flux de gaz en entrée d'un filtre et d'autre part un flux de gaz en sortie du filtre. En effet,
bien que les concentrations de gaz différent en entrée et en sortie du filtre, la
concentration en entrée ¢tant largement inférieure a la concentration en sortie, le méme
dispositif d'analyse peut assurer les deux mesures.

En alternative, un tel dispositif d'analyse peut étre configuré pour analyser le gaz

contenu dans une enceinte de transport pour le convoyage et le stockage atmosphérique
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de substrats semi-conducteurs. Le dispositif d'analyse peut par exemple faire partie
d'une station de mesure de la contamination de l'enceinte qui s'accouple avec une telle
enceinte pour la mesure.

En effet, dans les procédés de fabrication de semi-conducteurs ou de
microsystémes ¢lectromécaniques (MEMS), les substrats tels que les plaquettes
(« wafers ») et les masques sont habituellement transportés et/ou stockés entre les étapes
de procédé dans une enceinte de transport et/ou de stockage standardisée a ouverture
latérale de type FOUP (« Front Opening Unified Pod ») ou a ouverture par le fond de
type SMIF (« Standard Mechanical Actionneur »).

Ces enceintes de transport et/ou de stockage et leur atmosphére intérieure sont a
pression atmosphérique d'air ou d'azote.

Les gaz contenus dans ’enceinte peuvent étre analysés par une station de mesure
placée en salle blanche par exemple pour former un poste de contrdle, ou encore par une
chambre d’entrée/sortic d’équipement de fabrication semi-conducteur, comprenant un
dispositif d'analyse pour le controle de la contamination gazeuse des substrats ou encore
des enceintes elles-mémes.

Ainsi, le dispositif d'analyse précédemment décrit met en oeuvre un procédé
d'analyse de gaz pour déterminer la concentration du gaz a analyser (figure 4).

Ce procédé d'analyse peut comporter une ¢tape préliminaire 100 dans laquelle on
détermine le coefficient de dilution D d'une ou plusieurs voies de dilution, en fonction
de la valeur de concentration maximale de la plage de concentration du flux de gaz a
analyser Q. Le flux de gaz a analyser Q étant déterminé a partir de ce coefficient de
dilution D et d'un flux de gaz neutre a injecter Qi (relation (2)).

Ensuite, lors d'une étape 110 on dilue un flux de gaz & analyser Q selon le
coefficient de dilution D. Pour cela, a I'étape 112 on injecte le flux de gaz neutre Qi
prédéterming, et a I'é¢tape 114 on pompe un flux de gaz dilu¢ Qp pour maintenir une
pression sensiblement constante. Le flux de gaz dilu¢ pompé Qp étant calculé a partir de
la relation (3).

Par la suite a I'¢tape 120, on préléve par pompage un flux de gaz dilu¢ Qa

impos¢ par 'unité d'analyse 5, puis on analyse le flux de gaz dilu¢ prélevé Qa a I'¢tape
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130, par exemple en mesurant la concentration Cm du flux de gaz dilué¢ prélevé Qa,
avant de déterminer a I'é¢tape 140 la concentration C du flux de gaz a analyser Q a partir
du flux de gaz dilué analys¢ Qa et du coefficient de dilution D, par exemple en
multipliant la concentration mesurée Cm par le coefficient de dilution D.

On comprend donc qu'un tel dispositif d'analyse avec une unit¢ de dilution
permet d'analyser une pluralité¢ de gaz ayant des plages de concentrations différentes. En
outre, la dilution du gaz a analyser prévient des risques de contamination et diminue le

temps de réponse de l'unité d'analyse.
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REVENDICATIONS

Station de mesure de la contamination gazeuse d'une enceinte de transport de
substrats semi-conducteurs comportant un dispositif d'analyse de gaz pour
déterminer la concentration du gaz a analyser, ledit dispositif d'analyse
comprenant :
— une unité de dilution (3) configurée pour diluer un flux de gaz a analyser
(Q) selon un coefficient de dilution (D), et
— une unité d'analyse (5) communiquant avec l'unité de dilution (3) via une
canalisation de prélévement (7) pour prélever par pompage un flux de
gaz dilu¢ (Qa,), et comportant au moins un moyen de traitement pour :
o analyser le flux de gaz dilué prélevé (Qa), et
e déterminer la concentration (C) du flux de gaz a analyser (Q) a partir

dudit flux de gaz dilu¢ analysé (Qa) et du coefficient de dilution (D).

Station de mesure de la contamination gazeuse selon la revendication 1, dans
laquelle 'unité de dilution (3) est montée en dérivation par rapport a ladite

canalisation (7).

Station de mesure de la contamination gazeuse selon I'une des revendications
1 et 2, dans laquelle 1'unit¢ de dilution (3) comporte une pluralité¢ de voies de
dilution (92,9b) montées en dérivation par rapport a ladite canalisation (7),
chaque voie de dilution (9a,9b) étant respectivement associée a un coefficient

de dilution (D1,D2).

Station de mesure de la contamination gazeuse selon la revendication 3, dans

laquelle chaque voie de dilution présente :

— un moyen d'injection (11) d'un flux de gaz neutre (Qi) dans ladite
canalisation (7) pour diluer ledit flux de gaz a analyser (Q), et

— un moyen de pompage (13) d'un flux de gaz dilué (Qp) pour l'extraire de
ladite canalisation (7), de mani¢re a maintenir un flux constant dans

ladite canalisation (7).
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Station de mesure de la contamination gazeuse selon 1'une des revendications
3 et 4, dans laquelle chaque voie de dilution (9a,9b) est respectivement

associée a la dilution d'un flux de gaz a analyser.

Station de mesure de la contamination gazeuse selon 1'une des revendications
3 a 5, dans laquelle au moins deux voies de dilution (9a, 9b) sont associées

pour la dilution d'un flux de gaz & analyser.

Station de mesure de la contamination gazeuse selon 1'une des revendications
précédentes, configurée pour analyser d'une part un flux de gaz en entrée

d'un filtre et d'autre part un flux de gaz en sortie du filtre.

Procédé¢ d'analyse de gaz pour déterminer la concentration du gaz a analyser

comprenant les étapes suivantes :

— on détermine un coefficient de dilution (D),

— on injecte un flux de gaz neutre (Qi) prédéterminé et on pompe un flux
de gaz dilué (Qp), de maniére a diluer un flux de gaz a analyser (Q),

— on préléve par pompage un flux de gaz a analyser dilu¢ (Qa),

— on analyse le flux de gaz dilu¢ prélevé (Qa),

— on détermine la concentration (C) du flux de gaz a analyser (Q) a partir

dudit flux de gaz dilu¢ analys¢ (Qa) et du coefficient de dilution (D).

Procéd¢ d'analyse seclon la revendication &, comprenant une ¢&tape
préliminaire dans laquelle on détermine le coefficient de dilution (D) en
fonction de la valeur de concentration maximale de la plage de

concentrations du gaz a analyser.
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